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(54) BESTRAHLUNGSAGGREGAT ZUR UV-BESTRAHLUNG VON OBJEKTEN

(57)  Die Erfindung betrifft ein Bestrahlungsaggregat

zur UV-Bestrahlung von Objekten mit einem kastenfor- 10
migen Geh&use (12), einer in einem Lampenraum (26) 36 62 12
des Gehauses (12) angeordneten réhrenformig Gasent- ( / /

ladungslampe (14), einem zwischen dem Lampenraum o < \ Y/ E)
(26) und einem Ruckraum (31) angeordneten Reflektor 0 0
(16), der zwischen einer auf eine Gehausedffnung (24) //\\é d O N
ausgerichteten Betriebsstellung und einer die Gehause- 2 IR :
6ffnung (24) von der Gasentladungslampe (14) abschir- )] 7S

menden SchlieBstellung verstellbar ist, und einem zur
Zwangsfihrung eines Kihlluftstroms durch das Gehau-
se (12) ausgebildeten Kihlsystem (18). Erfindungsge-
maf wird vorgeschlagen, dass das Kihlsystem (18) ei-
nen durch den Lampenraum (26) verlaufenden ersten
Strémungspfad (30) und einen durch den Rickraum (31)
verlaufenden zweiten Strémungspfad (32) aufweist, wo-
bei die Stromungspfade (30,32) in der Betriebsstellung
des Reflektors (16) von einem gemeinsamen Zuluftpfad
(34) abzweigen und parallel zueinander mit Zuluft beauf-
schlagt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Bestrahlungsaggregat
zur UV-Bestrahlung von Objekten mit einem kastenfor-
migen Gehause, einer in einem Lampenraum des Ge-
hauses angeordneten réhrenférmig Gasentladungslam-
pe, insbesondere Quecksilberdampflampe, einem zwi-
schen dem Lampenraum und einem Riickraum des Ge-
hauses angeordneten Reflektor, der zwischen einer auf
eine Gehausedffnung ausgerichteten Betriebsstellung
und einer die Gehdusedffnung von der Gasentladungs-
lampe abschirmenden Schliel3stellung verstellbar ist,
und einem zur Zwangsfihrung eines Kihlluftstroms
durch das Gehause ausgebildeten Kiihlsystem.

[0002] ZurHartung von Photopolymeren wie Druckfar-
ben oder Lacken oder allgemein Beschichtungen werden
industriell Lampen mit einer hohen elektrischen Leis-
tungsaufnahme eingesetzt, wobei vor allem deren Lich-
temission im UV genutzt wird, um eine strahlungsharten-
de Beschichtung innerhalb kirzester Zeit zu polymeri-
sieren. Ein wichtiges Einsatzgebiet solcher Lampen und
Lampensysteme ist die graphische Industrie, wo Druck-
farben oder Lacke auf unterschiedlichen Bedruckstoffen
wie Papier, Kunststofffolien oder Metall aufgebracht wer-
denundinnerhalb kiirzester Zeit getrocknet werden mis-
sen. Unter Trocknung oder Hartung versteht man in die-
sem Zusammenhang die Aushértung oder Polymerisa-
tion der Druckfarben oder Lacke zumindest bis zu einem
solchen Grad, dass eine nachfolgende Weiterverarbei-
tung unmittelbar und problemlos méglich ist. Ublicher-
weise werden hierfiir Quecksilberdampflampen verwen-
det, deren Strahlungsausbeute im fir die Trocknung
nutzbaren UV Bereich bei etwa 30% bis 35% der zuge-
fuhrten elektrischen Leistung liegt. Die restliche zuge-
fuhrte elektrische Leistung wird in sichtbare und infrarote
Strahlung umgewandelt und muss entsprechend als Ver-
lustleistung abgefiihrt werden.

[0003] Fir eine effektive Hartung der Druckfarben und
Lacke ist es auch wichtig, die von der Lampe abgegebe-
ne Strahlungsleistung mdéglichst auf die Arbeitsebene zu
blindeln, um so eine hohe Leistungsdichte zu erzielen,
wodurch die Hartung zumindest fiir eine Reihe von La-
cken oder Druckfarben effektiver und schneller erfolgt.
Hierzu werden entsprechende Reflektoren auf der dem
Bedruckstoff abgewandten Seite der Lampe verwendet,
um so einerseits die nutzbare Strahlungsenergie auf der
Bedruckstoffebene zu erhdhen und andererseits durch
eine geeignet Wahl der Reflektorgeometrie diese in ei-
nen engen Bereich zu biindeln. Ublicherweise sind die
Reflektoren hierzu sphérisch oder parabolisch oder el-
liptisch oder facettiert oder &hnlich ausgefiihrt. Dartiber
hinaus sind die Reflektoren haufig mit dielektrischen op-
tischen Schichten versehen, um einerseits die UV-Strah-
lung mdglichst vollstdndig zu reflektieren und anderer-
seits die unerwiinschte sichtbare und IR-Strahlung in ein
dahinter befindliches Kiihlelement hindurchzulassen. Es
ist dabei auch mdglich, die Reflektoren selbst als Kiihl-
element auszufiihren. In diesem Fall kann es zweckma-
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Rigsein, die reflektierende Flache mitgeeigneten, im UV-
Bereich hoch reflektierenden Schichten zu versehen.
[0004] Hierbeierweist sich als problematisch, dass mit
zunehmender Lampenleistung die Wandbelastung der
Lampenkolben zunimmt und dass bei einer nicht ausrei-
chenden &uBeren Kuhlung das Quarzglas der Lampen-
kolben erweichen und die Lampen platzen wiirden. Dar-
Uber hinaus steigt mit einer héheren Lampenleistung
auch die in den Reflektoren und den Reflektor-Kihlele-
menten abzufiihrende Warme, wodurch hohere Anfor-
derungen an eine Kiihlung entstehen. In diesem Zusam-
menhang ist es bekannt, entweder nur die Lampe oder
nur die Reflektoren und deren Kiihlelemente oder aber
auch beide Bereiche im Betrieb von einem gemeinsamen
Luftstrom zu kiihlen. Bei einem gemeinsamen Luftstrom
ist nicht zu vermeiden, dass sich die jeweiligen Luftstro-
me in Abhangigkeit von der jeweiligen Einstellung der
Lampenleistung gegenseitig beeinflussen, wodurch eine
optimale Einstellung erschwert wird.

[0005] Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die im Stand der Technik aufgetretenen
Nachteile zu beheben und ein System zu schaffen, wel-
ches einen stabilen Betrieb der Lampe gewahrleistetund
eine effiziente Warmeabfuhr ermdglicht.

[0006] Zur Losung dieser Aufgabe wird die im Paten-
tanspruch 1 angegebene Merkmalskombination vorge-
schlagen. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung ergeben sich aus den abhangigen
Anspriichen.

[0007] DieErfindunggehtvondem Gedankenaus, das
Leuchtmittel und den zugeordneten Reflektor mit jeweils
unterschiedlichen und voneinander getrennten Gasstro-
men zu kihlen. Dementsprechend wird erfindungsge-
maf vorgeschlagen, dass das Kiihlsystem einen durch
den Lampenraum verlaufenden ersten Strdomungspfad
und einen durch den Rickraum verlaufenden zweiten
Strdomungspfad aufweist, wobei die Strémungspfade in
der Betriebsstellung des Reflektors von einem gemein-
samen Zuluftpfad abzweigen und parallel zueinander mit
Zuluft beaufschlagt sind. Auf diese Weise kann die Luft-
verteilung und demzufolge die Kihlleistung im Lampen-
raum und in dem davon getrennten Rickraum bedarfs-
gerecht eingestellt werden. Hierdurch ist es auch még-
lich, die insgesamt erforderliche Luftmenge zur stabilen
Kuhlung zu reduzieren. Weiterhin kann der Einsatz von
leistungsfahigeren Lampen mit kleinerem Kolbendurch-
messer ermdglicht werden, wodurch eine effizientere Be-
strahlung und insbesondere eine bessere optische Biin-
delung der Strahlung auf den Bedruckstoff erreichbar ist.
[0008] Vorteilhafterweise ist der durch den Lampen-
raum verlaufende erste Strdmungspfad in der
SchlieBstellung des Reflektors von dem Zuluftpfad ab-
gesperrt, so dass die Lampe bei reduzierter Leistung
noch auf Arbeitstemperatur gehalten werden und damit
rasch wieder hochgefahren werden kann.

[0009] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass der Reflektor mit Absperrorganen fir eine stel-
lungsabhéangige Zuluftverteilung auf die Stromungspfa-
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de versehen ist. Auf diese Weise kann die Kiihlung au-
tomatisch an die Reflektorstellung angepasst werden.
[0010] Indiesem Zusammenhang ist es auch von Vor-
teil, wenn der Reflektor als Schwenkreflektor zwei um
eine jeweilige parallel zur Lampenachse verlaufende
Schwenkachse verschwenkbare Reflektorhalften auf-
weist.

[0011] Fir eine selbsttatige Beeinflussung der Kihl-
luftstrdmung ist es weiterhin von Vorteil, wenn der Re-
flektor an seiner AuRenkontur mehrere Anschlagkanten
aufweist, die miteinander und/oder mit Einbauelementen
des Gehauses in Eingriff bringbar sind.

[0012] Eine besonders vorteilhafte Ausfiihrung sieht
vor, dass an dem Reflektor und/oder im Innenraum des
Gehduses mindestens eine parallel zur Lampenachse
verlaufende Luftabrisskante angeordnet ist, an welcher
sich ein stehender Luftwirbel in dem Kuhlluftstrom aus-
bildet. Auf diese Weise kann die Kihlleistung im Ver-
gleich zu einer laminaren Luftstromung erheblich verbes-
sert werden und/oder die Kuhlluftmenge verringert wer-
den.

[0013] Eineweitere vorteilhafte Ausgestaltung liegtda-
rin, dass im Innenraum des Gehauses parallel zur Lam-
penachse verlaufende Luftleitprofile zur Fihrung des
Kuhlluftstroms angeordnet sind.

[0014] Fir eine Zwangsfuhrung der Kihlluft ist es vor-
teilhaft, wenn das Gehéause einen unter Unterdruck ste-
henden Luftabsaugkanal zur Luftabsaugung aus den
Strémungspfaden aufweist.

[0015] Um eine homogene Kihlung tber die Lampen-
lange sicherzustellen, ist es glinstig, wenn der Kihlluft-
strom in quer zur Lampenachse liegenden Strdomungs-
richtungen gefihrt ist.

[0016] Eine weitere Verbesserung lasst sich dadurch
erreichen, dass der Kihlluftstromin zwei Teilstromen von
einander gegeniliberliegenden Seiten des Gehauses her
geflhrt ist.

[0017] Fir eine optimierte Strdomungsfihrung ist es
auch von Vorteil, wenn der Reflektor eine zur Gasentla-
dungslampe hin konkav gekrimmte Reflektorflache auf-
weist, und wenn der erste Stromungspfad in der Betriebs-
stellung des Reflektors durch eine Schlitz6ffnung in ei-
nem Scheitelbereich der Reflektorflache hindurchgefiihrt
ist.

[0018] Vorteilhafterweise umfasst das Kiihlsystem ein
Geblase zur Erzeugung des Kihlluftstroms.

[0019] Fir eine effiziente Bestrahlung durch optische
Strahlungsbiindelung ist es auch von Vorteil, wenn die
Gasentladungslampe einen Kolbendurchmesser weni-
ger als 30mm, vorzugsweise weniger als 20mm und be-
sonders bevorzugt von weniger als 15mm aufweist.
[0020] In diesem Zusammenhang ist es weiterhin vor-
teilhaft, wenn die Gasentladungslampe eine elektrische
Leistungsaufnahme von mehrals 100W/cm Bogenlange,
vorzugsweise mehr als 150W/cm Bogenlange aufweist.
[0021] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der in
der Zeichnung in schematischer Weise dargestellten
Ausfiihrungsbeispiele ndher erlautert. Es zeigen:
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Fig. 1 ein UV-Bestrahlungsaggregat mit einer durch
Stromungspfeile veranschaulichten Kihlluft-
strdomung bei offenem Reflektor im Querschnitt;
Fig.2 das UV-Bestrahlungsaggregat bei geschlosse-
nem Reflektor in einer Fig. 1 entsprechenden

Darstellung.

[0022] Das in der Zeichnung dargestellte Bestrah-
lungsaggregat 10 ermdglicht die Strahlungshéartung bzw.
Vernetzung einer Polymerschicht auf einem Objekt, bei-
spielsweise einer Druckfarbenschicht auf einem bahn-
férmigen Bedruckstoff, mittels UV-Licht. Hierfiir umfasst
das Aggregat 10 ein Gehaduse 12, eine Quecksilber-
dampflampe 14, einen Reflektor 16 und ein Kiihlsystem
18 zur Zwangsfiihrung eines Kihlluftstromes 20 durch
das Gehause 12.

[0023] Das Gehaduse 12 ist kastenférmig-langge-
streckt ausgebildet und besitzt eine nach unten zu dem
Bedruckstoff 22 hin offene Gehdusedffnung 24. Der Be-
druckstoff 22 wird riickseitig iber eine wasserdurchflu-
tete Kiihlwalze 24 geflihrt, welche den Bestrahlungsbe-
reich gegeniiber der Umgebung weitgehend abschlief3t.
[0024] In einer alternativen nicht gezeigten Ausfiih-
rung kann anstelle der Kiihlwalze auch ein entsprechen-
des Leitblech oder eine planare wassergekuhlte Gegen-
blende verwendet werden, tiber welche der Bedruckstoff
transportiert wird.

[0025] Die rohrenférmige Quecksilberdampflampe 14
liegt mit ihrer Lampenachse in Langsrichtung des Ge-
hauses 12 in einem durch den Reflektor 16 begrenzten
Lampenraum 26 im Geh&auseinneren. Sie besitzt einen
Quarzglaskolben mit einer Gesamtlange bis zu einigen
Metern und einem Durchmesser von weniger als 30mm,
beispielsweise etwa 15mm. Um die erforderliche Strah-
lungsenergie auf die zu hartende Beschichtung des mit
hoher Geschwindigkeit durchlaufenden Bedruckstoffs
22 aufzubringen, ist eine elektrische Leistungsaufnahme
vonmehrals 150W/cm Bogenlange vorgesehen, so dass
insgesamt eine elektrische Anschlussleistung von eini-
gen 10kW erforderlich ist. Hieraus entstehen besondere
Anforderungen an das Kihlsystem 18.

[0026] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weistdas Kiihlsystem
18 einen durch den Lampenraum 26 verlaufenden ersten
Strdomungspfad 30 und einen durch einen auf der Riick-
seite des Reflektors 16 befindlichen Riickraum 31 des
Gehauses verlaufenden zweiten Stromungspfad 32 auf.
Diese Strémungspfade 30, 32 zweigen in der gezeigten
Betriebsstellung des Reflektors 16 von einem gemein-
samen Zuluftpfad 34 ab und sind somit parallel zueinan-
der mit Zuluft 36 beaufschlagt. Zur Luftabsaugung aus
den Strémungspfaden 30, 32 ist ein Luftabsaugkanal 38
im oberen Bereich des Gehduses 12 vorgesehen, der
Uber ein nicht gezeigtes Abluftgebldse an der Gehause-
oberseite unter Unterdruck gehalten wird.

[0027] Der Kihlluftstrom 20 wird somit im Wesentli-
chen in Querebenen des Gehauses 12 bzw. in quer zur
Lampenachse liegenden Strémungsrichtungen gefiihrt,
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wie es in Fig. 1 durch Strdomungspfeile veranschaulicht
ist. Dabei ist der Kuihlluftstrom 20 in zwei Teilstrome auf-
geteilt, die von den einander gegenuberliegenden Verti-
kalseiten des Gehauses 12 her mit Zuluft 36 gespeist
werden und bezogen auf eine senkrecht durch die Lam-
penachse verlaufende Mittelebene des Gehauses 12
symmetrisch zueinander verlaufen.

[0028] Der zweite Strémungspfad 32 ist nahe der
Rickseite des Reflektors 16 durch zwei seitliche Luftleit-
profile 40 begrenzt, die parallel zur Lampenachse ver-
laufen. Ein weiteres zentrales Luftleitprofil 42 bewirkt ei-
ne wandnahe Umlenkung in den Luftabsaugkanal 38.
Hierflr ist das zweifliigelige zentrale Luftleitprofil 42 mit
aulleren Luftabrisskanten 44 versehen, die jeweils einen
stabilen Luftwirbel 46 in dem Luftabsaugkanal 38 zur ef-
fektiven Gehausewandkiihlung erzeugen. Ahnlich ist
auch der Reflektor 18 an seinen unteren Langskanten
48 zur Erzeugung von stationdren Luftwirbeln 50 in dem
Lampenraum 26 ausgebildet, wobei die jeweilige lami-
nare Kihlluftstrdmung in eine jeweilige turbulente Stro-
mung Ubergeht. Die Luftabfuhr aus dem Lampenraum
26 erfolgt dann durch eine Schlitzé6ffnung 52 in dem
Scheitelbereich der zur Gasentladungslampe 14 hin kon-
kav gekrimmten Reflektorflache.

[0029] Um einen Standby-Betrieb ohne komplette
Lampenabschaltung zur ermdglichen, ist der Reflektor
16 zwischen einer auf die Gehauseotffnung 24 ausge-
richteten Betriebsstellung (Fig. 1) und einer die Gehau-
sedffnung 24 von der Gasentladungslampe 14 abschir-
menden Schlielstellung (Fig. 2) verstellbar. Zu diesem
Zweck weist der Reflektor 16 als Schwenkreflektor zwei
halbschalige Reflektorhalften 54 auf, die um eine jeweils
parallel zur Lampenachse verlaufende, in den Gehause-
stirnwanden gelagerte Schwenkachse 56 verschwenk-
bar sind. Bei der Schwenkbewegung werden auch die
jeweils mit der nahen Reflektorhalfte 54 starr verbunde-
nen seitlichen Luftleitprofile 40 mitgeflhrt.

[0030] Durch das Verschwenken des Reflektors 16
wird auch eine von dessen Stellung abhangige Zuluft-
verteilung auf die beiden Stromungspfade 30, 32 ermdg-
licht. Hierfur weist der Reflektor 16 an der AuRenkontur
seiner Reflektorhalften 54 mehrere Anschlagkanten 58,
60, 62 auf, die als Absperrorgane miteinander bzw. mit
Einbauelementen des Gehauses 12 in Eingriff bringbar
sind. So gelangenin der Betriebsstellung die riickseitigen
Reflektorkanten 60 jeweils mit einem Gehauseelement
64 in Eingriff, um die durch mehrere seitliche Gehause-
schlitze bereits aufgeteilte Zuluft 36 auf die Strdomungs-
pfade 30, 32 zu verteilen.

[0031] Beiderin Fig. 2 gezeigten SchlieRstellung hin-
gegen schlagen die duBeren Anschlagkanten 58 gegen-
einander an, so dass der durch den Lampenraum 26 ver-
laufende erste Strdmungspfad 30 von der Zuluft abge-
sperrt wird. Zugleich ergibt sich eine auslassseitige Ab-
sperrung durch die oberen Anschlagkanten 62 in Eingriff
mit den duReren Luftabrisskanten 44 des zentralen Luft-
leitprofils 42. Auf diese Weise bleibt also der Lampen-
raum 26 in der SchlieRstellung des Reflektors 16 kom-
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plett stromungsfrei, wahrend dessen Rickseite tUber den
allein offengehaltenen zweiten Strémungspfad 32 wei-
terhin gekuhlt wird. Die Lampe 14 kann somit bei redu-
zierter Leistung auf Arbeitstemperatur gehalten werden.

Patentanspriiche

1. Bestrahlungsaggregat zur UV-Bestrahlung von Ob-
jekten mit einem kastenférmigen Gehause (12), ei-
ner in einem Lampenraum (26) des Gehduses (12)
angeordneten rohrenférmig Gasentladungslampe
(14), insbesondere Quecksilberdampflampe, einem
zwischen dem Lampenraum (26) und einem Ruick-
raum (31) des Gehduses (12) angeordneten Reflek-
tor (16), der zwischen einer auf eine Gehauseoff-
nung (24) ausgerichteten Betriebsstellung und einer
die Gehausedffnung (24) von der Gasentladungs-
lampe (14) abschirmenden SchlieBstellung verstell-
bar ist, und einem zur Zwangsfiihrung eines Kiihl-
luftstroms durch das Gehause (12) ausgebildeten
Kuhlsystem (18), dadurch gekennzeichnet, dass
das Kuhlsystem (18) einen durch den Lampenraum
(26) verlaufenden ersten Stromungspfad (30) und
einen durch den Rickraum (31) verlaufenden zwei-
ten Stromungspfad (32) aufweist, wobei die Stro-
mungspfade (30,32) in der Betriebsstellung des Re-
flektors (16) von einem gemeinsamen Zuluftpfad
(34) abzweigen und parallel zueinander mit Zuluft
beaufschlagt sind.

2. Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der durch den Lampenraum
(26) verlaufende erste Stromungspfad (30) in der
SchlieBstellung des Reflektors (16) von dem Zuluft-
pfad (34) abgesperrt ist.

3. Bestrahlungsaggregat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Reflektor (16) mit
Absperrorganen flr eine stellungsabhangige Zuluft-
verteilung auf die Stromungspfade (30,32) versehen
ist.

4. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor
(16) als Schwenkreflektor zwei um eine jeweilige pa-
rallel zur Lampenachse verlaufende Schwenkachse
(56) verschwenkbare Reflektorhalften (54) aufweist.

5. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflektor
(16) an seiner AulRenkontur mehrere Anschlagkan-
ten (58,60,62) aufweist, die miteinander und/oder
mit Einbauelementen (42,64) des Gehauses (12) in
Eingriff bringbar sind.

6. Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Re-
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flektor (16) und/oder im Innenraum des Gehduse
(12) mindestens eine parallel zur Lampenachse ver-
laufende Luftabrisskante (48) angeordnetist, an wel-
cher sich ein stehender Luftwirbel in dem Kuhlluft-
strom ausbildet.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Innen-
raum des Gehauses (12) parallel zur Lampenachse
verlaufende Luftleitprofile (40) zur Fihrung des
Kuhlluftstroms angeordnet sind.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehau-
se (12) einen unter Unterdruck stehenden Luftab-
saugkanal (38) zur Luftabsaugung aus den Stro-
mungspfaden (30,32) aufweist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kuhlluft-
strom in quer zur Lampenachse liegenden Stro-
mungsrichtungen gefihrt ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Kuhlluft-
strom in zwei Teilstrémen von einander gegeniber-
liegenden Seiten des Gehauses (12) her gefihrt ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Reflek-
tor (16) eine zur Gasentladungslampe (14) hin kon-
kav gekrimmte Reflektorflache aufweist, und dass
der erste Stromungspfad (30) in der Betriebsstellung
des Reflektors (16) durch eine Schlitz6ffnung (52) in
einem Scheitelbereich der Reflektorflache hindurch-
geflhrt ist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Kihl-
system (18) ein Geblase zur Erzeugung des Kihl-
luftstroms aufweist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasent-
ladungslampe (14) einen Kolbendurchmesser weni-
ger als 30mm, vorzugsweise weniger als 20mm und
besonders bevorzugt von weniger als 15mm auf-
weist.

Bestrahlungsaggregat nach einem der Anspriiche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Gasent-
ladungslampe (14) eine elektrische Leistungsauf-
nahme von mehr als 100W/cm Bogenlénge, vor-
zugsweise mehrals 150W/cm Bogenlange aufweist.
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